
Винахід належить до галузі нанесення покриттів у вакуумі та може бути використаний для 

контролю температури поверхні оброблюваних виробів для отримання високоякісних тонких 

плівок та покриттів різного функціонального призначення у машинобудуванні, 

мікроелектроніки та інших галузях науки і техніки. Спосіб вимірювання температури 

поверхні виробів полягає в захисті вхідного вікна оптичної системи пірометра від 

конденсації на ньому частинок матеріалу покриття використанням екрана, що відкривають 

на час вимірювання температури і закривають після вимірювання, в якому екран для 

вимірювання температури відкривають після припинення процесу генерації частинок 

покриття з затримкою, яка забезпечує повну конденсацію частинок пари металу, присутніх в 

об'ємі вакуумної камери у момент припинення процесу генерації частинок і в якому 

вимірювання температури здійснюють при знаходженні оброблювального виробу у точці 

вимірювання температури при зупиненому переміщенні оброблювальних виробів у 

вакуумній камері. Запропонований спосіб дозволяє отримувати покриття високої якості 

завдяки високій точності вимірювання температури поверхні виробів. 


